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論文審査の結果の要旨 
 
                         学位申請者   蔡 永福 
 本論文は、「Study on nano-sized circularly polarized light for control of magne
tism in nano-scale」と題し、６章より構成されている。 
 第１章では、数 nm の空間分解能と数百 fs の時間分解能で磁化特性を評価する技術の必
要性を述べ、現在使われている磁化特性評価技術との比較を述べている。 














レスプローブに作製した四つの V 型溝で四つのチャンネル表面プラズモン（channel plasm




が 780nm の場合において、角度が 140 度、長さが 260nm の V 型溝を用いた時に、現在まで
報告された中で最大の強度増幅である 22,700 倍の光強度が得られることを明らかにした。
さらに、金スパッタ法と FIB 法を用いて、ガラス基板上に V 型溝を組み合わせたアパーチ
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